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Beschreibung 

[0001] Es ist bekannt, chemische Prozesse dadurch 
auszulosen oder zu fordern, daB ein in einem Aufnah- 
meraum befindlicher Ausgangsstoff mit langwelligen 
elektromagnetischen Wellen, wie z:B. Mikrowellen, oder 
kurzwelligen elektromagnetischen Wellen, wie z.B. 
ultraviolettes Ucht (UV) oder Infrarotlicht (IR) bestrahlt 
werden. Beide BestrahlungsmaBnahmen kOnnen auf- 
grund ihrer unterschiedlichen Wirkungsweisen ganz 
spezifische Einsatzbereiche haben, wobei allerdings 
auch Bereichsuberlappungen vorkommen. Ein wesent- 
liches Merkmal ist, ob der chemische ProzeB im Aus- 
gangsstoff bei Normaltemperatur oder bei erhOhter 
Temperatur stattfinden soil. Dabei ist zu beriicksichti- 
gen, daB eine Bestrahlung langwelligen elektromagneti- 
schen Wellen zu einer erhShten Temperatur im zu 
bestrahlenden Ausgangsstoff fuhrt, wenn dieser die 
langwelligen elektromagnetischen Wellen absorbiert 
Eine Bestrahlung mit kurzwelligen elektromagnetischen 
Wellen kann dagegen bei einer Normaltemperatur im 
Ausgangsstoff oder bei einer nur vernachlassigbar 
geringen Temperaturerhohung oder einer geringen 
Temperaturerhohung erfolgen. Eine langwellige elektro- 
magnetische Bestrahlung wird z.B. dann gew&hlt. wenn 
der zu behandelnde Ausgangsstoff bei erhohter Tempe- 
ratur aufgeschlossen werden soli, wie es in vielen Fal- 
len bei einer Stoffanalyse erforderlich ist. Eine 
Bestrahlung mit kurzwelligen elektromagnetischen Wel- 
len kann dagegen bei niedriger Temperatur oder Nor- 
mal- bzw. Raumtemperatur erfolgen. Ein Bestrahlung 
mit UV-Licht eignet sich z.B. gut zum Abtoten von Kei- 
men zwecks Sterilisation. 

[0002] Eine Vorrichtung der eingangs angegebenen 
Art ist in der EP-B-0 429 814 beschrieben. Bei dieser 
bekannten Vorrichtung ist eine erste Strahlungsquelle 
vorgesehen zur Erzeugung und Einkopplung einer lang- 
wellige elektromagnetische Wellen wie Mikrowellen auf- 
weisenden ersten Strahlung in einen ersten Bestrah- 
lungsraum, in dem sich ein topfformiger Aufnahmebe- 
halter fur den zu bestrahlenden Ausgangsstoff bef indet. 
AuBerdem ist in dem ersten Bestrahlungsraum eine 
zweite Strahlungsquelle zum Erzeugen von kurzwelli- 
gen elektromagnetischen Wellen, z.B. UV-Licht, in Form 
eines Gasreaktionsrohres in Ringform vorgesehen, der 
den Aufnahmebehalter umgibt. Das Gasreaktionsrohr 
ist bei Unterdruck mit einem Gas gefullt, welches beim 
Bestrahlen mit der langwelligen ersten Strahlung diese 
absorbiert, wodurch die zweite Strahlung erzeugt wird, 
wobei bei einer niedrigen Leistung der ersten Strah- 
lungsquelle der Ausgangsstoff im wesentlichen ohne 
Erwarmung bestrahlt werden kann und bei einer hohen 
Leistung der ersten Strahlungsquelle der Ausgangsstoff 
bei erh6hter Temperatur bestrahlt werden kann. 
[0003] Bei dieser bekannten Vorrichtung ist die zweite 
- -Strahlungsquellenn-Ringform-ausgebildet,- wobei _sie 
den Aufnahmebehalter mit dem darin befindlichen Aus- 
gangsstoff ringformig umgibt. 



[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei 
einer Vorrichtung der eingangs angegebenen Art die 
Leistungsfahigkeit der Vorrichtung oder die Bestrah- 
lung, insbesondere hinsichtlich der zweiten Strahlung, 
5 zu verbessern. 

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Anspruchs 1 geldst. 

[0006] Bei der erfindungsgemaBen Ausgestaltung ist 
die zweite Strahlungsquelle wenigstens teilweise im 

w Aufnahmebehalter angeordnet. Hierdurch ist die zweite 
Strahlungsquelle in der Lage, das Ausgangsmaterial 
mit direktem Oder indirektem Kontakt zu bestrahlen und 
zwar von innen nach auBen. Dabei kann die zweite 
Strahlungsquelle sich uber dem Ausgangsstoff oder 

75 sich wenigstens teilweise im Ausgangsstoff befinden, 
wobei sie darin vollig untertauchen kann oder ins- 
besondere als aufrechter langlicher Korper, mit einem 
unteren Abschnitt in das Ausgangsmaterial eintauchen 
und mit einem oberen Abschnitt ausdem Ausgangsstoff 

20 oder aus dem Aufnahmebehalter nach oben herausra- 
gen kann. Es zeigt sich bei der erfindungsgemaBen 
Ausgestaltung, daB eine Bestrahlung des Ausgangs- 
stoffs von innen nach auBen verlustarmer und som'rt lei- 
stungsfahiger durchgefuhrt werden kann, da die zur 

25 Verfugung stehende Strahlungsleistung besser ausge- 
nutzt werden kann. 

[0007] Die zweite Strahlungsquelle kann durch einen 
Plasma-Strahler gebildet sein, der eine kurzwellige Wel- 
len aufweisende Strahlung abgibt, z.B. IR- oder vor- 

30 zugsweise UV-Licht. 

[0008] Es ist im weiteren im Rahmen der Erfindung 
moglich, eine zweite Strahlungsquelle zu verwenden, 
die ihre zweite Strahlung unabhangig von der ersten 
Strahlungsquelle erzeugt und fur diesen Zweck eine 

35 eigene Energieversorgung aufweist, oder die in ihrer 
Funktion von der ersten Strahlungsquelle und deren 
erste Strahlung abhSngig ist. Im letzteren Fall eignet 
sich als zweite Strahlungsquelle ein sogenanntes Gas- 
reaktionsrohr, das bei Unterdruck mit einem Gas gefullt 

40 ist und dann, wenn es von der ersten Strahlung 
bestrahlt wird, die zweite Strahlung abgibt. Im Rahmen 
der Erfindung kann es sich bei der ersten Strahlung urn 
eine solche mit vorzugsweise langwelligen elektroma- 
gnetischen Wellen, insbesondere Mikrowellen, handeln. 

45 [0009] Die erste Strahlungsquelle kann so ausgebildet 
und gesteuert sein, daB sie bei geringer Strahlungslei- 
stung im wesentlichen vollstandig von dem unter Druck 
stehenden Gas im Gasreaktionsrohr absorbiert wird, 
wobei durch die dadurch erzeugte zweite Strahlung der 

so Ausgangsstoff im wesentlichen erwarmungsfrei best- 
rahlt wird, wobei bei hoheren Strahlungsleistungen ent- 
sprechende Anteile der ersten Strahlung, z.B. durch 
das unter Druck stehende Gas im Gasreaktionsrohr hin- 
durch, zum Ausgangsstoff gelangen und eine entspre- 

55 chende Erwarmung des Ausgangsstoffs herbeifuhren. 

[0010] Es ist im weiteren im Rahmen der ^indung 

moglich und vorteilhaft, die erfindungsgemaBe Vorrich- 
tung als eine DurchfluBvorrichtung auszubilden, bei der 



2 



): <EP 0916398A1 J_> 



3 



EP 0 916 398 A1 



4 



der feste und/oder flussige und/oder gasfdrmige zu 
bestrahlende Ausgangsstoff die Vorrichtung in einem 
einen Aufnahmeraum fur den Ausgangsstoff bildenden 
DurchfluBrohr durchstrfimt und dabei der ersten Strah- 
lung und der zweiten Strahlung ausgesetzt wird, Oder 
die Vorrichtung kann auch einen topff6rmigen Aufnah- 
mebehaiter aufweisen, dessen Hohlraum den Aufnah- 
meraum fur den Ausgangsstoff bildet, in dem sich der 
Ausgangsstoff nach seiner Einfullung wahrend der 
Bestrahlung befindet und nach der Bestrahlung ent- 
nommen werden kann. 

[001 1 ] Bei alien erfindungsgemaBen LOsungen ist der 
zu bestrahlende Ausgangsstoff von der Strahlungs- 
quelle lediglich durch deren Wandung getrennt. Dabei 
kann die zweite Strahlungsquelle und/oder der Aufnah- 
meraum fur den zu bestrahlenden Ausgangsstoff so 
groB bemessen sein, daB der Aufnahmeraum durch 
einen die zweite Strahlungsquelle umgebenden Ring- 
raum einer nur so groBen Ringbreite gebildet wird, daB 
der in diesem Ringraum angeordnete Ausgangsstoff im 
Sinne einer verhaitnismSBig dunnen Schicht angeord- 
net ist, die auch bei verhaitnismaBig geringer Strah- 
lungsintensitat der zweiten Strahlungsquelle leistungs- 
stark bestrahlt werden kann. 

[0012] Des weiteren ist es im Rahmen der Erfindung 
moglich, den Aufnahmeraum als DurchfluBleitung so 
lang auszubilden, daB der Ausgangsstoff in einem 
Durchgang hinreichend bestrahlt werden kann. Es ist im 
Rahmen der Erfindung aber auch mOglich, das Durch- 
fluBrohr im Kreislauf auszubilden, so daB der Aus- 
gangsstoff mehrmals durch den Aufnahme- bzw. 
Strahlungsraum gefuhrt werden kann. In dem Fall, in 
dem die DurchfluBleitung langer ist als die zweite Strah- 
lungsquelle oder ein zugehoriger Bestrahlungsraum 
konnen mehrere erste und/oder zweite Strahlungsquel- 
len bzw. zugehdrige Bestrahlungsraume in DurchfluB- 
richtung hintereinander angeordnet sein, so daB der 
Ausgangsstoff in einem Durchgang leistungsstark 
bestrahlt und vorzugsweise auch abschlieBend 
bestrahlt werden kann, so daB eine weitere Bestrahlung 
nicht erforderlich ist. 

[001 3] Weitere Merkmale der Erfindung beziehen sich 
auf eine vorteilhafte Anordnung und Halterung der 
zweiten Strahlungsquelle im Aufnahmebehaiter. 
[0014] Bei alien erfindungsgemaBen Ausgestaltungen 
eignet sich eine zweite Strahlungsquelle in Form eines 
stabfdrmigen Gasreaktionsrohrs, der zum einen in 
einen als DurchfluBleitung ausgebildeten Bestrahlungs- 
raum stabformig und dabei vorzugsweise langs hinein- 
ragen kann oder in einen topffGrmigen Bestrahlungs- 
raum in etwa aufrechter Stellung angeordnet oder von 
oben stabformig hineinragen kann. Hierbei laBt sich 
eine einfache und praktische Halterung verwirklichen, 
wobei eine kontinuierliche Durchfuhrung oder eine 
jeweilige Beschickung des Aufnahmebehaiters mit dem 
zu behandelnden Ausgangsstoff in einfacher Weise 
erfolgen kann. 

[001 5] Nachfolgend werden die Erfindung und weitere 



durch sie erzielbare Vorteile anhand von vereinfachten 
Zeichnungen und bevorzugten Ausfuhrungsbeispielen 
naher eriautert Es zeigen 

5 Fig. 1 eine erfindungsgemaBe Vorrichtung zum 
Auslbsen und/oder FGrdern chemischer Pro- 
zesse durch Bestrahlung eines Ausgangs- 
stoffs mit elektromagnetischen Wellen in 
einem topffOrmigen Aufnahmebehaiter im 
w vertikalen Schnitt; 

Fig. 2 eine erfindungsgemaBe Vorrichtung zum 
Auslosen und/oder Fordern chemischer Pro- 
zesse durch Bestrahlen eines Ausgangs- 
stoffs mit elektromagnetischen Wellen in 
75 Form einer DurchfluBvorrichtung in einem 

sich langs der DurchfluBrichtung erstrecken- 
den Schnitt. 

[0016] Die Hauptteile der ein Bestrahlungsgerat bil- 

20 denden Vorrichtung 1 sind ein kastenformiges Gehause 
2 aus fur Mikrowellen undurchiassigem Material, wie 
z.B. Metall- oder Stahlblech, das einen ersten Bestrah- 
lungsraum 3 umschlieBt, der durch eine seitliche, z.B. 
eine frontseitige, VerschluBtur 4 zuganglich ist, eine 

25 erste Strahlungsquelle 5. insbesondere ein Mikrowel- 
lengenerator, deren erste Strahlung 5a im ersten 
Bestrahlungsraum 3 wirksam ist, ein oder mehrere, im 
ersten Bestrahlungsraum 3 angeordnete topfformige 
Aufnahmebehaiter 6 mit einem Aufnahmeraum 6a fur 

30 einen fliissigen oder puderformigen oder aus kleinen 
Teilen wie KSrnern bestehenden, und zu bestrahlenden 
Ausgangsstoff 7, eine zweite Strahlungsquelle 8, die im 
Aufnahmeraum 6a angeordnet ist und eine allgemein 
mit 9 bezeichnete Steuereinrichtung zur Funklions- 

35 steuerung der Vorrichtung 1 . 

[0017] Die erste Strahlungsquelle 5 erzeugt vorzugs- 
weise langwellige elektromagnetische Wellen wie 
Mikrowellen. Die zweite Strahlungsquelle 8 erzeugt vor- 
zugsweise kurzwellige elektromagnetische Wellen. Es 

40 kann sich um eine Plasma-Lichtquelle handeln, die z.B. 
Infrarotlicht (IR-Licht) oder vorzugsweise ultraviolettes 
Licht (UV-Licht) erzeugt. Bei der zweiten Strahlungs- 
quelle 8 kann es sich um eine selbstandig funktionie- 
rende Strahlungsquelle handeln, deren Funktion von 

45 der Steuereinrichtung 9 gesteuert wird. Hierzu kann sie 
durch eine nicht dargestellte Steuerleitung mit der Steu- 
ereinrichtung 9 verbunden sein. 

[0018] Bei der vorliegenden Ausgestaltung ist die 
zweite Strahlungsquelle 8 eine von der ersten Strah- 

so lungsquelle 5 abhangig funktionierende Strahlungs- 
quelle. Vorzugsweise wird die zweite Strahlung 8a der 
zweiten Strahlungsquelle 8 durch die erste Strahlung 5a 
der ersten Strahlungsquelle 5 angeregt. Bei der vorlie- 
genden Ausgestaltung ist die zweite Strahlungsquelle 8 

55 durch einen Gasreaktionskorper 11 aus fur die erste 
und die zweite Strahlung 5a, 8a durchldssigem Mate- 
rial, wie z.B. Kunststoff, Keramik, Glas oder Quarz, 
gebildet, und sie enthait bei Unterdruck ein Gas, das bei 
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Bestrahlung mit den elektromagnetischen Wellen der 
ersten Strahlung 5a angeregl wird zur Emission einer 
auf den Ausgangsstoff einwirkenden kurzwelligeren 
Strahlung, die Bindungsspaltungen und/oder Bindungs- 
bildungen im Ausgangsstoff bewirkt. Zur Fullung des 
Gasreaktionskorpers 1 1 eignet sich ein Gas, das sich 
fur eine Abgabe von IR-Licht Oder sichtbarem Licht Oder 
vorzugsweise UV- Licht eignet. Die Gasfullung kann 
Edelgas mit Oder ohne Quecksilberzusatz Oder Stick- 
stoff enthalten. Die horizontale AuBenquerschnitts- 
groBe des Gasreaktionskorpers 11 ist kleiner 
bemessen, alsdie InnenquerschnittsgroBe des Aufnah- 
mebehalters 6, so dal3 dazwischen ein Abstand bzw. 
Ringspalt besteht. Der Gasreaktionskorper 1 1 kann im 
und/oder oberhalb des Ausgangsstoffs 7 oder Aufnah- 
mebehalters 6 angeordnet sein oder so angeordnet 
sein, da 3 er in den Ausgangsstoff 7 hineintaucht und 
mit einem Abschnitt, vorzugsweise mit etwa einer 
Halfte, aus dem Ausgangsstoff 7 oder auch aus dem 
Aufnahmebehalter 6 nach oben herausragt. 
[001 9] Vorzugsweise ist der Gasreaktionskorper 1 1 
ein stabformiges Teil vorzugsweise runder Quer- 
schnittsform, das sich insbesondere gerade erstreckt, 
und dessen QuerschnittsgroBe a vorzugsweise kleiner 
ist als die halbe Innenquerschnittsabmessung b des 
Aufnahmebehaiters 6 oder ein Abstand c zwischen der 
Innenwandung des Aufnahmebehaiters 6 und eines 
darin vorzugsweise zentral angeordneten und noch zu 
beschreibenden Kuhlkdrpers. Diese Ausgestaltung 
ermoglicht es, zwei oder mehrere Gasreaktionskorper 
1 1 vorzugsweise gteicher Ausgestaltung im Aufnahme- 
raum 6a anzuordnen, wenn dies zwecks Erreichung 
einer angestrebten Strahlungsleistung oder gleichmaBi- 
gen Bestrahlung gewunscht ist. Deshalb sind der Vor- 
richtung 1 vorzugsweise zwei oder mehrere Gasreak- 
tionskorper 11 insbesonderer gleicher Ausgestaltung 
zugeordnet. Bei der vorliegenden Ausgestaltung sind 
der oder die Gasreaktionskorper 1 1 durch hohlzylindri- 
sche Rohre aus fur Mikrowellen durchlassigem Mate- 
rial, z.B. Glas, Quarz, Kunststoff Oder Keramik, gebildet, 
deren Enden vorzugsweise halbkreis-formig konvex 
gerundet sind und Unterdruck enthalten. Mit 13 ist ein 
Rohrstutzen an einem Ende des Rohres bezeichnet, bei 
dem es sich um einen Saugstutzen handelt, an dem zur 
Erzeugung des Unterdrucks im Gasreaktionskorper 1 1 
bei dessen Herstellung gesaugt werden kann, wonach 
der Rohrstutzen 13 verschlossen wird, z.B. durch 
SchweiBen bzw. Verschmelzen. Bei der vorliegenden 
Ausgestaltung ist die aufrechte Lange L des rohrformi- 
gen Gasreaktionskorpers 1 1 kleiner bemessen als die 
zur Verfugung stehende Innenhohe h im Aufnahmebe- 
halter 6, so daB der Gasreaktionskorper 1 1 problemlos 
in den Aufnahmebehalter 6 paBt. Dies gilt insbesondere 
fur einen durch einen I6sbaren Deckel 14 geschlosse- 
nen Behaiter 6. Bei einem offenen Aufnahmebehalter 6 
- kann der Gasreaktionskorper 11-naeh oben aus dem- 
Aufnahmebehalter 6 herausragen. 
[0020] Zur Positionierung des Gasreaktionskorpers 
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1 1 im Aufnahmebehalter 6 ist es vorteilhaft, einen Hal- 
ter 1 5 im Aufnahmebehalter 6 anzuordnen, auf dem der 
Gasreaktionskorper 1 1 gestellt ist oder vorzugsweise in 
seiner aufrechten Stellung formschlussig gehalten ist. 

5 [0021] Um im Aufnahmebehalter 6 unterschiedliche 
Ausgangsstoffe 7 zugleich bestrahlen zu konnen, ist es 
vorteilhaft, zwei oder mehrere topfformige und andeu- 
tungsweise dargestellte Innenaufnahmebehaiter 6b vor- 
zusehen, die in den Aufnahmebehalter 6 neben- 

10 einander einstellbar sind, z.B. in eine auf einem Teil- 
kreis verteilte Position. Um dies zu ermoglichen, muB 
die horizontale QuerschnittsgroGe der vorzugsweise 
gleichen Innenbehalter kleiner sein, als die Halfte der 
horizontalen InnenquerschnittsgroBe b oder kleiner als 

is c. Dabei ist es vorteilhaft, den Halter 1 5 so auszubilden, 
so daB der oder die Innenaufnahmebehaiter 6b auf ihn 
aufstellbar sind und der Halter 15 den oder die Innen- 
aufnahmebehaiter 6b in einer aufrechten Position form- 
schlussig halt. Dabei ist es vorteilhaft, die horizontale 

20 QuerschnittsgroBe und -form des oder der Innenauf- 
nahmebehaiter 6b und des oder der Gasreaktionskor- 
per 11 gleich auszubilden, so daB ein Innenauf- 
nahmebehaiter 6b oder ein Gasreaktionskorper 1 1 auf 
einen zugehorigen Anordnungs- bzw. Standplatz paBt. 

25 Hierfur kann jeweils ein StecWoch 1 5a im Halter 1 5 vor- 
gesehen sein. Dabei ist es z.B. moglich und vorteilhaft, 
Innenbehalter 6b und Gasreaktionskorper 11 abwech- 
selnd auf einem Teilkreis anzuordnen. 
[0022] Auch fur den Aufnahmebehalter 6 ist vorzugs- 

30 weise ein Halter 1 6 zum Halten im ersten Bestrahlungs- 
raum 3 vorgesehen. Bei der vorliegenden Ausges- 
taltung ist der Aufnahmebehalter 6 in hangender Posi- 
tion angeordnet, wobei der Halter 16 mit dem Deckel 1 4 
verbunden ist Oder von letzterem gebildet ist und der 

35 Aufnahmebehalter 6 von unten mit dem Deckel 1 4 ver- 
bindbar ist, hier durch eine Schraubverbindung 1 7. Es 
ist auch vorteilhaft, den Deckel 14 an der Deckenwand 
18 des Gehauses 2 anzuordnen, so daB die Decken- 
wand 18 die Funktion des Halters 16 erfullen kann und 

40 letzterer durch die durch die Deckenwand 18 gebildet 
ist. Bei der vorliegenden Ausgestaltungen weist die 
Deckenwand 18 ein Loch 19 auf, in das der Deckel 14 
mit einem verjungten Verbindungsrohrstutzen 21 ein- 
faBt, wobei der hohlzylindrische Aufnahmebehalter 6 

45 mit dem Verbindungsrohrstutzen 21 verbindbar ist, ins- 
besondere durch ein Gewinde an beiden Teilen ver- 
schraubbar ist. Bei der vorliegenden Ausgestaltung 
weist der Verbindungsrohrstutzen 21 ein AuBenge- 
winde auf, auf das der Aufnahmebehalter 6 mit einem 

so an seinem oberen Randbereich angeordneten Innenge- 
winde aufschraubbar ist. 

[0023] Der Aufnahmebehalter 6 besteht aus wenig- 
stens fur die erste Strahlung 5a durchlassigem Material, 
wie Kunststoff, Keramik, Glas oder Quarz, so daB die 
55 erste Strahlung 5a in den Innenbestrahlungsraum 22 im 

Auf nahmebehalter 6 gelangt-Bei einem fur-Behandlun- 

gen unter Uberdruck und durch einen Deckel ver- 
schlieBbaren Aufnahmebehalter 6 ist es vorteilhaft, den 
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Boden des Aufnahmebehalters 6 auBen oder auBen 
und innen halbkreisfOrmig zu runden. Um eine einfache 
und kostengunstig herstellbare sowie korrosionsfeste 
Bauweise fur den Aufnahmebehaiter 6 zu gewahrlei- 
sten ist dieser doppelwandig ausgebildet mit einem 
Innentopf 6.1 aus sehr korrosionsfestem Material, ins- 
besondere aus Glas oder Kunststoff, wie z.B. PTFE, 
und einem AuBen- Oder Druckmantel 6.2. Der Innentopf 
6.1 kann einen Hansen mit einer unierseitigen kegelfdr- 
migen AuflageflSche aufweisen, die auf einem entspre- 
chend geformten Tragring 6.3 aufliegen kann, der auf 
einer Schulterf lache des AuBen- oder Di uckmantels 6.2 
aufliegt 

[0024] Der Halter 15 kann im Sinne eines Hangekorbs 
ausgebildet sein, der durch wenigstens eine oder zwei 
bzw. drei einander gegenuberliegende Haltestangen 24 
mit dem Deckel 14 verbunden sein kann. Hierdurch sind 
wenigstens ein bereits erwahnter Innenaufnahmebehal- 
ter 6b und wenigstens ein Gasreaktionskdrper 1 1 im 
demontieren Zustand des Aufnahmebehalters 6 in han- 
gender Position des Halters 15 handhabungsfreundlich 
von auBen nach innen einstellbar und von innen nach 
auBen entnehmbar. Wenigstens eine Haltestange 24 
kann als Rohr ausgebildet sein, das im Bereich des 
Deckels 14 durch einen nach auBen fuhrenden Kanal 
24a verbunden ist, der mit einer Vorrichtung (nicht dar- 
gestellt) zum Fullen oder Absaugen von flieBfahigem 
Material, hier z. B. der Ausgangsstoff 7, verbunden sein 
kann. 

[0025] Im unteren Bereich des Aufnahmebehalters 6 
kann ein Ruhrer 25 angeordnet sein, der durch einen 
elektromagnetischen Antrieb um die vertikale Langs- 
achse drehbar ist, der unter der Bodenwand 26 des 
Gehauses 2 angeordnet sein kann, wie es an sich 
bekannt ist. 

[0026] Bei der vorliegenden Ausgestaltung, bei der 
der Deckel 14 mit dem Gehause 2 verbunden ist, kon- 
nen die mit dem Gehause 2 verbundenen und auf des- 
sen elektrischen Potential liegenden Teile aus Metall 
bestehen, z.B. das auf der Deckenwand 18 aufliegende 
Oberteil 27 des Deckels 14 oder ein damit verschraub- 
ter Ringflansch 27a. Der Halter 15 und die wenigstens 
eine Haltestange 24 bestehen vorzugsweise aus fur die 
Bestrahlungen durchiassigem Material wie insbesond- 
ere Kunststoff. Dies gilt auch fur alle anderen Teile des 
Aufnahmebehalters 6, wie z. B. den Innenaufnahmebe- 
haiter 6b, den Innentopf 6.1 und den Druckmantel 6.2, 
die im Funktionsbetrieb nicht erwarmen soli en. 
[0027] Die Leistung der ersten Strahlenquelle 5 ist 
durch die Steuereinrichtung 9 vorzugsweise verringer- 
bar und vergrdBerbar. Fur eine Bestrahlung des Aus- 
gangsstoff s 7 ohne ErwSrmung wird die Leistung in 
etwa nur so groB eingestellt, da 3 sie bzw. ein GroBteil 
dieser ersten Strahlung 5a von der zweiten Bestrah- 
lungsquelle 8 absorbiert wird und deshalb die erste 
Strahlung 5a den Ausgangsstoff 7, der strahlungsabsor- 
bierend sein kann oder nicht, nicht oder nur in einem 
vernachiassigbaren MaB oder nur geringf ugig zu erwSr- 
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men vermag. Hierdurch kdnnen auch Ausgangsstoffe 7 
behandelt werden, die warmeempf indlich sind, oder bei 
denen die Behandlung etwa bei Normaltemperatur bzw. 
Raumtemperatur stattfinden soil. Bei Behandlungen 

5 des Ausgangsstoffs 7, bei denen eine Temperaturerhd- 
hung stattfinden kann oder soil, wird die Leistung der 
ersten Strahlungsquelle 5 entsprechend erhOht, so daB 
der Ausgangsstoff 7 von beiden Strahlungsquellen 5, 8 
bestrahlt wird und aufgrund der Bestrahlung durch die 

ro erste Strahlung 5a mehr als nur geringfugig, z.B. auch 
so stark erwarmt werden kann, daB sich im Aufnahme- 
behaiter 6 ein wesentlicher Uberdruck einstellt und eine 
Reaktion darin bei Uberdruck und bei erhGhter Tempe- 
ratur stattfinden kann. 

15 [0028] In Fallen, in denen es erwunscht ist, die Tem- 
peratur im Ausgangsstoff 7 zu begrenzen oder zu kiih- 
len, ist es vorteilhaft, eine Kuhlvorrichtung fur den 
Ausgangsstoff 7 vorzusehen, hier in Form eines bereits 
erwahnten Kuhlfingers 28, der am Deckel 14 gehalten 

20 ist und sich nach unten uber das Niveau 29 fur den Aus- 
gangsstoff 7 hinaus erstreckt und somit in den Aus- 
gangsstoff 7 im Funktionsbetrieb eintaucht Der 
Kuhlfinger 28 ist im Bereich des Deckels 14 mit einer 
Zu- und Abfuhrungsleitung 31, 32 verbunden, die Teile 

25 eines nicht dargestellten Kuhlmittelkreislaufs sind, in 
dem eine Pumpe P oder dgl. angeschlossen ist. Als 
Kuhlmittel kann ein Gas oder eine Flussigkeit, z.B. Luft 
oder Wasser dienen. 

[0029] Vorzugsweise ist ein Temperaturfuhler 33 vor- 

30 gesehen, mit dem die Temperatur im Ausgangsstoff 7 
meBbar ist, und der durch eine Signalleitung 34 mit der 
Steuereinrichtung 9 verbunden ist. Vorzugsweise ist der 
Temperaturfuhler im unteren Endbereich des Kuhlfin- 
gers 28 angeordnet, wobei die Signalleitung 34 sich 

35 nach oben langs durch den Kiihlfinger 28 erstreckt und 
auBenseitig vom Deckel 14 aus der Deckelanordnung 
ausmunden kann. Vorzugsweise ubetragt der Thermo- 
fuhler 33 den Kuhlfinger 28 nach unten. Wie bereits der 
Kiihlfinger 28 ist auch der Thermofuhler 33 vorzugs- 

40 weise zentral im Aufnahmebehaiter 6 angeordnet. Der 
Kuhlfinger 28 oder der Thermofuhler 33 kann in einem 
vorzugsweise zentralen Loch 35 im Halter 15 angeord- 
net sein oder sich mit einem Umfangsabstand durch 
das Loch 35 hindurch erstrecken. 

45 [0030] Das Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 2, bei dem 
gleiche oder vergleichbare Teile mit gleichen Bezugs- 
zeichen versehen sind, unterscheidet sich vom vorbe- 
schriebenen Ausfuhrungsbeispiel dadurch, das der 
Aufnahmebehaiter 6 bzw. der Innenbestrahlungsraum 

so 22 durch ein sich vorzugsweise gerade erstreckendes 
Durchf luBrohr 41 aus fur wenigstens die erste Strahlung 
5a durchiassigem Material wie z.B. Kunststoff, Glas, 
Quarz oder Keramik gebildet ist, das einen Aufnahme- 
raum 6a umschlieBt und den ersten Bestrahlungsraum 

55 3 vorzugsweise etwa vertikal durchsetzt. Durch das 
DurchfluBrohr 41 ist der flussige oder rieselfahige Aus- 
gangsstoff 7 durch eine FOrdereinrichtung langs durch 
das DurchfluBrohr 41 fGrderbar, vorzugsweise von 
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unten nach oben. Bei der vorliegenden Ausgestaltung 
ist das DurchfluBrohr 41 stromauf des ersten Bestrah- 
lungsraums 3 mit einer Zufuhrungsleitung 42 verbun- 
den, die sich von einem Vortatsbehatter 43 zum unteren 
Endbereich des DurchfluBrohrs 41 erstreckt und in der 
eine Pumpe 44 angeordnet ist. 
[0031 ] Im DurchfluBrohr 41 ist vorzugsweise in zerrtra- 
ler Position der vorzugsweise stangenformige Gasreak- 
tionskorper 1 1 angeordnet, wobei er an seinem unteren 
Ende Oder an seinem oberen Ende gehalten sein kann. 
Bei der vorliegenden Ausgestaltung weisen das Durch- 
fluBrohr 41 und der Gasreaktionskorper 11 eine runde 
Guerschnittsform auf, wobei der dazwischen befindliche 
Abstand d bzw. Ringraum unterschiedlich bemessen 
und vorzugsweise mit einer kleinen Abmessung von 
z.B. weniger als etwa ein bis drei mm bemessen werden 
kann. In einem solchen Fall liegt der zu bestrahlende 
Ausgangsstoff 7 im Bereich der zweiten Strahlenquelle 
8 in Form eines Films bzw. einer diinnen Schicht vor, 
der bzw. die die zweite Strahlungsquelle 8 umgibt, 
wobei letztere im direkten Kontakt mit dem Ausgangs- 
stoff 7 steht. Hierdurch ist sowohl beim Vorhandensein 
eines verhaltnismaBig groBen Abstands d als auch vor- 
zugsweise kleinen Abstands d eine leistungsfahige 
Bestrahlung des Ausgangsstoffs 7 mit der zweiten 
Strahlung 8a und gegebenenfalls auch mit der ersten 
Strahlung 5a moglich. Die Lange der Bestrahlungszone 
e kann durch eine entsprechende Abmessung des 
ersten Bestrahlungsraums 3 bestimmt werden, oder es 
konnen auch mehrere erste Strahlungsraume 3 nach- 
einander angeordnet sein, so daB der Ausgangsstoff 7 
in einem Durchgang hinreichend bestrahlt werden 
kann. Wie die Fig. 2 auch zeigt, konnen das DurchfluB- 
rohr 41 und die zweite Strahlungsquelle 8 langer 
bemessen sein als der Bestrahlungsraum 3, siehe 
Lange e1 . 

[0032] Es ist im Rahmen der Erfindung auch moglich, 
eine Abfuhrungsleitung 45 mit der Zufuhrungsleitung 42 
oder mit dem Vorratsbehalter 43 zu verbinden, so daB 
ein Teil des Ausgangsstoffs 7 oder dieser insgesamt im 
Kreislauf gefordert und mehrmals bestrahlt werden 
kann. Dies ist durch eine andeutungsweise dargestellte 
Ruckfuhrungsleitung 45a verdeutlicht, die von einem 
Schalt- oder Mengen-Steuerventilteil V in der Abfuh- 
rungsleitung 45 ausgeht. 

[0033] Bei der vorliegenden Ausgestaltung ist das 
DurchfluBrohr 41 zu beiden Seiten des Geh&uses 2 des 
ersten Bestrahlungsraums 3 mit Halteteilen 46 und 47 
verbunden, an die Zufuhrungs- und Abfuhrungsleiiun- 
gen 42,45 angeschlossen sind. Einer dieser 
Anschlusse, hier der AbfiihrungsanschluB ist seitlich 
angeordnet. Der vorzugsweise gerade und zylindrisch 
ausgebildete stangenformige Gasreaktionskorper 1 1 ist 
vorzugsweise im oberen Halteteil 46 gehalten, ins- 
besondere mittels einer Steckverbindung. Zur Einstel- 
lung eines konstanten oder zur-Vergr6Berung oder-zur 
Verkleinerung des Druckes im Bereich des DurchfluB- 
rohrs 41 ist ein Druckeinstellventil 48 hinter dem 



Bestrahlungsraum 22, vorzugsweise in der Abfuhrungs- 
leitung 45 angeordnet. Hierbei kann es sich urn ein Pro- 
portionalverrt.il handeln, das einen konstanten Druck im 
Bestrahlungsraum 22 einstellt. Es eignet sich auch ein 

s Druckbegrenzungsventil. 

[0034] Zur Anzeige des vorhandenen Druckes kann 
ein Drucksensor 49 vorgesehen sein, der bei der vorlie- 
genden Ausgestaltung im Bereich des Halteteils 47 
angeordnet ist, insbesondere zwischen der Pumpe 44 

10 und dem DurchfluBrohr 41 . 

[0035] Es ist auch ein Temperatursensor 50 vorhan- 
den, mit dem die Temperatur im Ausgangsstoff im 
Bestrahlungsraum 3 oder 22 ermittelt werden kann. Bei 
der vorliegenden Ausgestaltung ist der Temperatursen- 

15 sor 50 im Ringspalt zwischen dem Gasreaktionskorper 
1 1 und dem DurchfluBrohr 41 angeordnet und durch 
eine sich nach oben erstreckende Signalleitung 51 mit 
der Steuereinrichtung 9 verbunden. Es ist auch eine 
Kuhlvorrichtung 52 fur den bestrahlenden Ausgangs- 

20 stoff 7 vorgesehen, die vorzugsweise in Durchgangs- 
richtung nach dem ersten Bestrahlungsraum 3 
angeordnet ist, insbesondere auch hinter dem Tempe- 
ratursensor 50. Die Kuhlvorrichtung 52 ist durch ein 
hohlzylindrisches Mantelstuck 53 gebildet, dessen 

25 Hohlraum mit einer Zufuhrungsleitung 54 und einer 
Abfuhrungsleitung 55 fur ein Kuhlmittel, z.B. Wasser, 
verbunden oder verbindbar ist und das DurchfluBrohr 
41 unmittelbar umgibt. 

[0036] Fur einen Bestrahlungsvorgang werden die 

30 Pumpe 44 und die erste Strahlenquelle 5 und somit 
auch die zweite Strahlungsquelle 8 eingeschaltet, 
wobei vorzugsweise eine Pumpe 44 mit wahlweise ver- 
ringerbarer oder vergrdBerbarer Fordermenge verwen- 
det wird, so daB auch oder nur hierdurch durch eine 

35 Einstellung der Fordermenge der Pumpe 44 die Str6- 
mungsgeschwindigkeit des f lussigen oder rieselfahigen 
gegebenenfalls auch gasformigen Ausgangsstoff 7 im 
DurchfluBrohr 41 und somit auch die Bestrahlungszeit 
bestimmt werden konnen. Sofern im Ausgangsstoff im 

40 Bereich des Bestrahlungsraum 3 ein Uberdruck herr- 
schen soil, wird das vorzugsweise einstellbare Druck- 
ventil eingeschaltet, das die GrOBe einer Drossel 48a 
einstellt, die den Druck im Ausgangsstoff 7 stromauf der 
Drossel 48a und auch die StrGmungsgeschwindigkeit 

45 bestimmt. 

[0037] Der Ausgangsstoff 7 kann im bererts beim 
ersten Ausfuhrungsbeispiel beschriebenen Sinne je 
nach der Einstellung der Leistung der ersten Strah- 
lungsquelle 5 nur mit der zweiten Strahlung 8a oder 

so auch mit der ersten Strahlung 5a bestrahlt werden. Dem 
Ausgangsstoff 7 bzw. Reaktionsgemisch kann eine 
Heizvorrichtung 56 zur Vorheizung zugeordnet sein, die 
vorzugsweise stromauf der Pumpe 44 angeordnet ist. 
Hierbei kann es sich urn eine Heizvorrichtung 56 han- 

55 deln, die in einen den Vorratsbehalter 43 tragenden 

Sockel integriert -ist — 
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Patentanspruche 

1. Vorrichtung zum Auslosen und/oder Fordern che- 
mischer Prozesse durch Bestrahlung eines Aus- 
gangsstoffs (7) mit eleklromagnetischen Wellen, s 
mit 

wenigstens einem von einer Wandung umge- 
benen Aufnahmeraum (6a) fur den Ausgangs- 
stoff (7), 10 
einer ersten Strahlungsquelle (5), die den Auf- 
nahmeraum (6) mit einer vorzugsweise lang- 
wellige elektromagnetische Wellen aufweis- 
enden ersten Strahlung (5a) bestrahlt, 
einer zweiten Strahlungsquelle (8), die den is 
Aufnahmeraum (6a) mit einer kurzwellige elek- 
tromagnetische Wellen enthaltenden zweiten 
Strahlung (8a) bestrahlt, 
und einer elektrischen Steuereinrichtung zum 
Steuern der Vorrichtung (1), 20 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die zweite Strahlungsquelle (8) im Aufnah- 
meraum (6a) angeordnet ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , 25 
dadurch gekennzeichnet, 

da (3 die zweite Strahlungsquelle (8) teilweise oder 
vollstandig im Aufnahmeraum (6a) Oder im Aus- 
gangsstoff (7) angeordnet ist. 

30 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die zweite Strahlungsquelle (8) einen kompak- 
ten Oder stabformigen Strahlungshohlkorper (10) 
vorzugsweise runder Querschnittsform aufweist. 35 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die zweite Strahlungsquelle (8) ein Gasreakti- 
onshohlkorper (11) ist, der mit einem Gas bei 40 
Unterdruck gefullt ist, das bei Bestrahlung mit den 
elektromagnetischen Wellen entsprechender Ener- 
gie der ersten Strahlungsquelle (5) angeregt wird 
zur Emission einer auf den Ausgangsstoff (7) ein- 
wirkenden kurzwelligeren Strahlung (8a), die Bin- 45 
dungsspaltungen und/oder Bindungsbildungen im 
Ausgangsstoff bewirkt 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, so 

daB der Gasreaktionshohlkdrper (1 1 ) mit einem zur 
Emission von UR-Licht, sichtbarem Licht oder vor- 
zugsweise UV-Licht geeignetem Gas gefullt ist. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 55 
Anspruche, . 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die horizontale Querschnittsabmessung (a) der 
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zweiten Strahlungsquelle (8) kleiner ist als die 
halbe horizontale Querschnittsabmessung (b) des 
Aufnahmeraums (6a). 

7. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Aufnahmeraum (6a) in einem topff6rmigen 
Aufnahmebehalter (6) aus fur die erste Strahlung 
(5a) und vorzugsweise auch fur die zweite Strah- 
lung (8a) durchlassigem Material angeordnet ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Aufnahmebehalter (6) durch eine Ver- 
schluBvorrichtung mit einem Deckel (14) losbar ver- 
schlieBbar ist. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Deckel (14) an der Deckenwand (18) eines 
einen ersten Bestrahlungsraum (3) begrenzenden 
Gehauses (2) angeordnet ist. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Aufnahmebehalter (6) und der Deckel (14) 
durch eine Schraubverbindung miteinander ver- 
bindbar sind. 

11. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche 
1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der Aufnahmeraum (6a) durch ein DurchfluB- 
rohr (41) fur den Ausgangsstoff (7) gebildet ist, das 
mit einer Zufuhrungsleitung (31) und einer Abfuh- 
rungsleitung (32) fur den Ausgangsstoff (7) verbun- 
den ist, wobei eine Fordervorrichtung, insbes- 
ondere eine Pumpe (44) zum Fordern des Aus- 
gangsstoffs (7) in den Leitungen (31 , 32, 41) vorge- 
sehen ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 1 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die auf dem Umfang vorzugsweise gleiche 
Abmessung des die zweite Strahlungsquelle (8) 
umgebenden Ringraumes kleiner ist als etwa 5 
mm, insbesondere kleiner als 2 bis 3 mm, vorzugs- 
weise kleiner ist als etwa 1 mm ist. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Zufuhrungsleitung (31) und die Abfuh- 
rungsleitung (32) durch eine Ruckfuhrungsleitung 
(45a) fur einen teilweisen oder vollstandigen Ruck- 
fluB des bestrahlten Ausgangsstoffs (7) miteinan- 
der verbunden sind. . . 

14. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, 
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dadurch gekennzeichnet, 

daB eine Kuhlvorrichtung (28; 52) zum Kuhlen des 
Ausgangsstoffs (7) im Bereich der ersten Strahlung 
(5a) Oder stromab davon vorgesehen ist. 

5 

15. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche. 
dadurch gekennzeichnet, 
daB ein Temperatursensor (33; 49) vorgesehen ist, 
zum Messen der Temperatur im Ausgangsstoff (7) 
im Bereich des Aufnahmeraums (6a) Oder stromab 10 
davon. 
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